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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成28年6月23日(2016.6.23)

【公表番号】特表2015-517676(P2015-517676A)
【公表日】平成27年6月22日(2015.6.22)
【年通号数】公開・登録公報2015-040
【出願番号】特願2015-514131(P2015-514131)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｎ   1/28     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｎ    1/28     　　　Ｆ
   Ｇ０１Ｎ    1/28     　　　Ｇ
   Ｇ０１Ｎ    1/28     　　　Ｈ

【手続補正書】
【提出日】平成28年5月1日(2016.5.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７９】
　上部ネック部分２１１２を排気するためにイオン・ポンプ２１２８が使用される。下室
２１２６は、真空コントローラ２１３２の制御の下、ターボ分子および機械ポンピング・
システム２１３０によって排気される。この真空システムは、下室２１２６に、約１×１
０-7トル（１．３×１０-7ミリバール）から５×１０-4トル（６．７×１０-4ミリバール
）の間の真空を提供する。エッチング支援ガス、エッチング遅延ガスまたは付着前駆体ガ
スを使用する場合、室のバックグラウンド圧力は典型的には約１×１０-5トル（１．３×
１０-5ミリバール）まで上昇することがある。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項８】
　前記各動作が、人間の介入なしで自動的に実行される、請求項７に記載の方法。
【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１９】
　厚さ１００ｎｍ未満の薄片を自動的に製作する装置であって、
　イオン・ビーム・カラムと、
　加工物を支持するステージと、
　前記イオン・ビーム・カラムおよび前記ステージの動作を制御するコントローラであり
、請求項１の各動作を実行するためのコンピュータ命令を記憶した記憶装置を含むコント
ローラと
　を備える装置。
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